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ElectroMechanicalSystemsがスイスのインターラーケ
ンで2001年1月21-25日の日程で開催 され､ヨーロッ

パ､アジア､北米から600名程度 の参加がありました

(事前登録510名)｡ 開催地のインターラーケンは暖冬
のようで当初予想していたより寒 くなく､市内に雪は

ありませんでした｡ しかし山は雪で覆われ､ヨーロッ

パアルプスのユングフラウやアイガーがまじかに迫る

ロケーションは自然の雄大さを感じさせました｡

本会議において日本からは北米の177名についで

86名の参加登録者があり関心の高 さが伺えました｡

会議の仝発表件数は144件 (オーラル41件､ポスター
103件)で応募総数394件に対して採択率は36.5%と

かなり低 くなっています｡会議は21日の夜のウェルカ
ムレセプションを皮切りに､22日から25日午前中まで

シリーズでオーラル､ポスターを交えて行われました｡

セッションとしては22日にパ ッケージングとファブリケ

ーション､23日はセンサーとアクチュエーター､24日は

〃Fluidics､BioMEMS､25日はアクチュエーターがそ

れぞれ主な発表内容 として取り上げられました｡当

センターの賛助会員企業の発表としては､武田宗久

氏 (三菱電機株式会社)の招待講演の他､東芝､ファ

ナック､セイコーインスツルメンツ､三洋電機の各社か

らNEDOのマイクロマシンプロジェクトの成果発表が

行われました｡
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